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Sposób profilowania impulsu laserowego

Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
sposób profilowania impulsu laserowego, zwłaszcza
laserów molekularnych.

Stan techniki. Znane i dotychczas stosowane
sposoby profilowaniiai impulsów polegają na tym,
że impuls laserowy z wyjścia generatora podaje
się do odpowiedmiego modulatora w postaci ina
przykład trójkątnego pierścienia nie zawierającego
ośrodka aktywnego, który zależnie od doboru dłu¬
gości boków pierścienia względem czasu trwania
generowanego impulsu, profiluje impuls w postać
schodkową o wykładniczym narastaniu czołai, lub
przy innym doborze elementów układu — profi¬
luje w sposób zbliżony do krzywej lagairytmicznej.
Następnie tak wyprofilowany impuls wzmacnia
siię i przekazuje do wykorzystania.

Niedogodnością takiego sposobu jest ograniczony
zakres możliwych wariantów profilowanych im¬
pulsów, jak również to, że profilowanie odbywa
się na małym poziomie mocy, co powoduje, przy
dalszymi wzmacnianiu, zmianę kształtu profilo¬
wanego impulsu, na skutek występującego zja¬
wiska nasycenia, w wyniku czego mało intensyw¬
ny początek impulsu jest wzmacniany w więk¬
szym stopniu niż wierzchołek impulsu.

Istota wynalazku. Sposób profilowania impulsu
laserowego, laserów molekularnych pracujących
na1 wielu liniach oscylacyjno-irotacyjnych, wg. wy¬
nalazku, .polega na. tym, że impuls laserowy naj¬
pierw rozdzielał się, najkorzystniej za pomocą
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siatki dyfrakcyjnej, na szereg impulsów o różnych
częstotliwościach pokrywających się z odlpowied-
nimi liniami' rotacyjnymi, a następnie każdy z
nich opóźnia się o różną wartość i koryguje zależ¬
nie od potrzeb, po czym sumuje się je na wyjściu.
Natomiast opóźnienia! dobiera się tak, aiby część
impulsu, po rozczepieniu, odpowiadająca małej
amplitudzie, pokrywała się częstotliiwościowo z li¬
niami rotacyjnymi o małym wzmocnieniu. Wy¬
brane części profilowanego impulsu wytwarza; się
na pojedynczych lub na wielu liniach oscylacyj-
no-rotacyjnych, odpowiadających określonemu
wzmocnieniu wzmacniacza. Kształt impulsu, po
opóźnieniu, koryguje się na dowolnym poziomie
mocy, za pomocą najkorzystniej liniowych absor-
bentów, których częstotliwość rezonansowa pokry¬
wa się z odpowiednimi liniami oscylacyjmo-nrota-
cyjnymi wzmacniacza. Frofilowany tym sposobem
impuls można1 łatwo korygować na dowolnym po¬
ziomie mocy przy pomocy rezonansowych absor-
bentów pracujących w reżimie liniowym i oddzia¬
ływujących z odpowiednimi liniami rotacyjnymi.

Objaśnienie rysunków. Na rysunku fig. 1 poka¬
zano schemat urządzenia1, natomiast na. rysunku
fig. 2 przedstawiono przebieg intensywności w
czasie występujący w punkcie 12 fig. 1, na: rysun¬
ku fig. 3 pokazano przebieg intensywności w cza*
sie występujący w punkcie 13 ifiig. 1. Charaktery¬
stykę widmową zaś wzmacniacza 11 z fig. 1 poka¬
zano na rysunku fig. 4.
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Przykład wykonania wynalazku. Wynalazek zo¬
stanie bliżej wyjaśniony ma przykładzie jego sto¬
sowania na rysunku fig. 1, na którym przyjęto
następujące oznaczenia: zwierciadła' o zerowej
transmisji — 1, 3, 8 i 10, zwierciadła półprzepu-
szczaline — 5 i 9, siatki dyfrakcyjne — 4 i 7 ośro¬
dek aktywny lasera G02 — 2, modulator — 6,
wzmacniacz — 11, odpowiednie przebiegli w czasie,
przytoczone' na rys. fig. 2 i fig. 3 występują w
punkcie 12 i 13 układu, natomiast wzmacniacz 11
ma charakterystykę widmową pokazaną na ry¬
sunku fiig. 4.

Działanie układu. Sposób według wynalazku jest
^zobrazowany za pomocą przykładowego układu
i polega na "'tym, że ina.jp.ierw wiązkę optyczną
z wyjścia generatora 1 i 2 rzutuje się, za pomocą
zwierciadła*.3 na! siatkę dyfrakcyjną 4 i po izmo-
dulowaniuł w modulatorze 6, rzutuje się dalej na
drugą siatkę ^dyfrakcyjną 7, na której rozczepia
się poszczególne linie oscylacyjno-rotaeyjne i opóź¬
nia, w układzie opóźniająco-sumującym 9, 10, o
ustaloną wartość, po czym suimuje się te linie
na wejściu wzmacniacza 11 fig. 4 otrzymując wy¬
profilowany impuls, a< następnie impuls ten ko¬
ryguje się i wzmacnia do żądanej amplitudy.
Wielkość opóźnienia dobiera sdę tak, aby część
impulsu, po rozczepieniu na1 siatce dyfrakcyjnej 7,
odpowiadająca, małej amplitudzie impulsu 13 fig. 2
pokrywała się częstotliwościowo z liniami rota¬
cyjnymi ,na wykresie 11 fig. 4 o małymi wzmoc¬
nieniu. Ponadto wybrane części' profilowego impul¬
su 12 fig. 3 wytwarza się na pojedynczych lub
wielu liniach oscylacyjno-rotacyjnych 11 fdg. 4 od^
powiadających określonemu wzmocnieniu wzmac¬
niacza:.

Przed lub po> wzmocnieniu kształt impulsu ko¬
ryguje się, na dowolnym ' poziomde mocy, za po¬
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mocą najkorzystniej liniowych abso-rbentów, któ¬
rych częstotliwość rezonansowa pokrywa się z od¬
powiednimi liniami oscylacyjno-rotacyjnyma
wzmacniacza. Hz fig. 4.

Z a; s t r ze żen i a patentów e

1. Sposób profilowania impulsu laserowego lase¬
rów molekularnych pracujących na wielu liniach
oscylacyjno-rotacyjnych, znamienny tym, że im¬
puls laserowy najpierw rozdziela się, 'najkorzyst¬
niej za pomocą siatki dyfrakcyjnej <7)j na szereg
impulsów o różnych częstotliwościach pokrywa-

15 jacyeh sdę z odpowiednimi liniami rotacyjnymi,
" a następnie każdy z nich opóźnia się o różną war¬

tość d koryguje zależnie od potrzeb, po czym su¬
muje się je na1 wejściu wzmacniacza (11).

2. Sposób profilowania /impulsu laserowego we-

20 dług zastrz. 1, znamienny tym, że opóźnienia do¬
biera się tak, aiby część impulsu po. roizezepianiu,
odpowiadająca małej amplitudzie, pokrywała się
częstotliwościowo z liniami rotacyjnymi o małym
wzmocnieniu.

3. Sposób profilowania impulsu laser-owego we¬
dług zastrz. 1, znamienny tym, że wybrane części
profilowanego impulsu wytwarza' się -na pojedyn¬
czych lub na wielu liniach oscylacyjno-rotacyjnych
odpowiadających określonemu wzmocnieniu wzma¬
cniacza.

4. Sposób profilowania impulsu laserowego we¬
dług zastrz. 1, znamienny tym, że kształt impulsu
na dowolnym poziomie mocy, koryguje się za po¬
mocą najkorzystniej liniowych absorbentów, któ-

35 rych częstotliwość rezonansowa pokrywa1 się z od¬
powiednimi litniaimi oścylacyjno-rotacyjnymi
wzmacniacza (11).
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